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Agilent 5100 ICP-OES

Spezifikationen

———

Das schnellste ICP-0ES aller Zeiten.

Das Agilent 5100 ICP-OES ist die Revolution in der ICP-OES — mit héherem
Probendurchsatz, geringerem Argonverbrauch und ohne Beeintréchtigung

der Leistung selbst bei schwierigsten Proben. Innovative und einzigartige
Technologien, mit stehender (vertikaler) Fackel bei allen Konfigurationen,
erméglichen eine kompromisslose Robustheit und gleichzeitige axiale und radiale
Messungen. Intelligente Hardware und Software eliminieren das Ratselraten

bei der Methodenentwicklung und stellen stabile, genaue und reproduzierbare
Leistung sicher.

Die Konfiguration mit Synchronem Vertikalem Dual View (SVDV) bietet vier Gerate in
einem: die Messungen kénnen im axialen oder radialen Modus, mit Vertikalem Dual
View oder Synchronem Vertikalem Dual View durchgefiihrt werden. Die einzigartige
DSC-Technologie (Dichroic Spectral Combiner) ermdglicht Analysen in kiirzester

Zeit und damit einen geringen Argonverbrauch je Probe. Die Konfiguration mit
Vertikalem Dual View (VDV) verfigt iiber eine robuste stehende (vertikale) Fackel
und ermdglicht einen hohen Probendurchsatz. Sie lasst sich nachtréglich vor Ort zum
SVDV aufriisten, wenn lhr Probenaufkommen es erfordern sollte. Das 5100 ist auch
in der Konfiguration erhéltlich, bei der nur mit radialer Beobachtung (Radial View, RV)
gemessen wird: ideal fiir Labore, die ein schnelles, hochleistungsfahiges radiales
ICP-OES bendtigen.
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Geratehardware

Probenzufiihrung

Einteilige stehende (vertikale) Plug-and-Play-

Fackel aus Quarz und mit Kunststoffsockel bei allen
Geréatekonfigurationen. Die einfach zu bedienende Fackel-
Ladevorrichtung positioniert die Fackel beim Einsetzen exakt
und stellt die Gasverbindungen her. Dies gewahrleistet
schnelle Betriebshereitschaft und reproduzierbare

Leistung. Sobald die Fackel installiert ist, ist keine weitere
Abtastung oder Justierung erforderlich. Andere Fackeltypen
sowie zerlegbare Fackeln sind fiir andere Applikationen
(organische Lésemittel, leichtfliichtige organische
Losemittel, flusssaurebesténdig, hohe Salzfracht) als
optionales Zubehér erhaltlich.

Konzentrischer Glaszerstauber und Twister-
Zerstauberkammer aus Glas (double-pass-Kammer) mit
Kugelschliffverbindung zum Injektor gewahrleisten einfache
Installation und Wartung. Optionale Konfigurationen

fir andere Applikationen (hohe Empfindlichkeit,
flusssaurebestandig) sind als optionales Zubehor erhéltlich.

Vollstéandig computergesteuerte, peristaltische Pumpe

mit variabler Geschwindigkeit von 0 bis 80 U/min, fiinf
Kanalen (SVDV- und RV-Konfiguration) fiir Probe, Abfluss,
internen Standard-/lonisationspuffer und MSIS-Hydrid- und
Kaltdampfzubehor. Die Standard-Konfiguration fiir VDV ist
eine Drei-Kanal-Pumpe (optional ist eine Fiinf-Kanal-Pumpe
erhaltlich).

Gassteuerung

Alle Gasfliisse fiir die Plasmaerzeugung werden (iber die
Software mit Hilfe von hochprézisen Mass Flow Controllern
gesteuert:
Plasmagas 8-20 I/min in Schritten von 0,1 I/min,
Standardeinstellung 12 |/min
Hilfsgas 0-2,0 I/min in Schritten von 0,01 I/min,
Standardeinstellung 1,0 I/min
Zerstaubergas 0-1,5 |/min in Schritten von 0,01 1/min,
Standardeinstellung 0,7 I/min
Makeup-Gas 0-2,0 I/min in Schritten von 0,01 |/min
(fiir optionales Zubehar erforderlich)
Option-Gas (Mischung aus Argon und Sauerstoff)
wird Gber die Software dem Hilfsgas (0-2,0 I/min)
prozentual zugegeben (fiir bestimmte Anwendungen
mit organischen Losemitteln erforderlich).

Drei vom Benutzer austauschbare Gassteuermodule fiir
die Zufuhr von Argon, Stickstoff und Argon-Sauerstoff-
Mischung:

Modul mit einem Anschluss nur fiir Argon. Fiir
Plasmagase und Spiilgas fiir Optik, CCl und Snout

Modul mit zwei Anschliissen fiir Argon und Option-Gas.
Fir Argon als Plasmagas und Spiilgas fiir Optik, CCl und
Snout. Argon-Sauerstoff-Mischung als Option-Gas

Modul mit drei Anschliissen fiir Argon, Stickstoff und
Option-Gas. Fiir Argon als Plasmagas und zur Spiilung
von CCl und Snout, Stickstoff zur Spiilung der Optik und
Argon-Sauerstoff-Mischung als Option-Gas

Um maximale Flexibilitat zu bieten, werden die Module mit
zwei und drei Anschliissen standardmalRig mit der SVDV-
und der RV-Konfiguration geliefert. Das Modul mit einem
Anschluss wird standardmaRig mit der VDV-Konfiguration
geliefert (die Module mit zwei und drei Anschliissen sind als
Zubehor erhaltlich).

Halbleitergenerator

27-MHz-Halbleitergenerator, wartungsfrei, wassergekiihlt.
Ausgangsleistung von 700 bis 1500 W in Schritten von

10 W. Der robuste, freilaufende Generator reagiert schnell
auf Veranderungen der Plasmalast und bietet damit eine
stabile und konstante Energieversorgung des Plasmas, wenn
Proben mit komplexer oder variierender Matrix gemessen
werden. Generator-Wirkungsgrad groRer als 75 %.

Alle Konfigurationen verfiigen iiber eine stehende (vertikale)
Fackel und erméglichen die Messung der schwierigsten
Proben — von komplexer Matrix bis hin zu leichtfliichtigen
organischen Losemitteln. Die stehende (vertikale)

Fackel und der robuste Halbleitergenerator ermdglichen
kompromisslose, robuste Messungen schwieriger

Proben mit geringerem Reinigungsaufwand, geringeren
Ausfallzeiten und héherer Standzeit der Fackeln.

Optisches System

Die Vertikale Dual View-Voroptik ermdglicht eine axiale

und radiale Plasmabeobachtung der stehenden (vertikalen)
Fackel. Die einzigartige DSC-Technologie (Dichroic

Spectral Combiner) ermdglicht es im SVDV-Modus, eine
Messung mit axialer und radialer Beobachtung gleichzeitig
durchzufithren und gewéhrleistet so die schnellste

Analytik sowie geringen Argonverbrauch. Das Cooled Cone
Interface (CCl) eliminiert chemische Interferenzen, minimiert
lonisationseffekte und erméglicht einen gréfieren linearen



Arbeitsbereich, da kalte Zonen des Plasmas ausgeblendet
werden. Es sind drei Konfigurationen, jeweils mit stehender
(vertikaler) Fackel, und vier Beobachtungsmodi erhaltlich:

Radialer Axialer VDV- SVDV-
Modus Modus Modus Modus
SVDV-
Konfiguration v v v v
VDV-
Konfiguration v v v
RV- v

Konfiguration

Einfacher Zugang zu Voroptik-Fenstern fiir problemlose
Bedienbarkeit/Wartung. Computeroptimierte Echelle-

Optik mit nur einem Eingangsspalt fokussiert das

gesamte Echelle-Abbild liickenlos auf den CCD-Detektor.
Keine bewegten Teile in der gesamten Optik, dadurch
niedrige Nachweisgrenzen und maximale Stabilitat. Die
Thermostatisierung des Polychromators (Brennweite 400
mm) bei +35 °C gewahrleistet eine hervorragende Stabilitat.
Ein CaF,-Prisma und ein Echelle-Gitter (94,74 Linien/mm)
erzeugen ein Echellogramm mit 70 Beugungsordnungen,
die vollstandig auf den CCD-Detektor projiziert werden.

Der Detektor ist so konstruiert, dass die Lage aller CCD-
Elemente exakt dem von der Optik gelieferten Echellogramm
entspricht. Polychromatorspiilung (Argon oder Stickstoff)
mit Mass Flow Controller-Steuerung. Gasfilter einfach
zugénglich und durch Anwender wechselbar.

CCD-Detektor

Der VistaChip Il ist ein CCD-Detektor mit schneller,
simultaner Auslese, vollstandiger Wellenlangenabdeckung
und ist auf jedem einzelnen Pixel mit einem Anti-Blooming-
Schutz ausgestattet. Der Chip verbraucht absolut kein
Spiilgas und bietet kiirzere Aufwérmzeiten, hohen
Probendurchsatz, beste Empfindlichkeit und einen sehr
breiten Arbeitsbereich.

+  Mit Hilfe der Image-Mapping-Technologie (I-MAP)
werden die lichtempfindlichen Pixel so angeordnet,
dass die Lage aller CCD-Elemente exakt dem von
der Optik gelieferten Echellogramm entspricht. Dies
ermdglicht die lickenlose Abdeckung des gesamten
Wellenlangenbereichs von 167-785 nm mit einem
einzigen Detektor und einem einzigen Eingangsspalt.
Der Detektor ist auf einer 3-stufigen Peltier-Kiihlung
montiert und wird auf -40 °C gekiihlt, um einen
maglichst geringen Dunkelstrom und geringes
Rauschen zu gewéhrleisten.

+ Die Adaptive Integration Technology (AIT) erméglicht
die gleichzeitige Messung von Signalen der
Haupt- und Spurenelemente bei optimalem Signal/
Rauschen-Verhdltnis. AIT weist jeder ausgewahlten
Wellenldange automatisch eine optimale Auslesezeit
zu — intensiveren Peaks wird eine kiirzere
Integrationszeit zugewiesen, weniger intensiven
Peaks eine langere Integrationszeit. Konventionelle
Simultanspektrometer miissen diese Ausleseschritte
nacheinander ausfihren, durch AIT werden alle Pixel in
Echtzeit parallel ausgelesen, nur AIT bietet somit eine
wirklich simultane Messung.

*  Mit einer Taktfrequenz von 1 MHz fiir die
Pixelverarbeitung bietet der VistaChip Il die schnellste
Auslesegeschwindigkeit, die bei CCD-Detektoren in
der Spektroskopie verfiighar ist. Die Gesamtauslesezeit
bei vollstandiger Beleuchtung aller Pixel auf dem
Detektor betragt ungefahr 0,8 Sekunden. Der
Detektor wird iiber Duplex-Schaltungen von beiden
Seiten gleichzeitig ausgelesen. Dies verdoppelt die
Auslesegeschwindigkeit der Daten.

*  Der CCD-Detektor verfiigt Giber einen Anti-Blooming-
Schutz fiir jedes Pixel. Dadurch kann eine Messung von
Analyten im Spurenbereich erfolgen, auch wenn sich
in der Nahe der Messwellenlénge gleichzeitig ein sehr
intensives Signal befindet.

»  Der VistaChip Il ist hermetisch gekapselt, sodass
kein Spiilgas nétig ist, um gerade im UV-Bereich
eine ausgezeichnete Empfindlichkeit zu erreichen.
Die Kapselung verringert auch die Wartezeit von der
Plasmaziindung bis zur Messung, da man nicht warten
muss, bis Luft am Detektor vom Spiilgas vollstandig
verdrangt worden ist.

Software

Die Agilent ICP Expert-Software arbeitet mit dem
bekannten Arbeitsblatt-Konzept und bietet eine einfache
Methodenentwicklung sowie applikationsspezifische
Software-Applets mit vordefinierten Methodenparametern -
das spart Zeit.

*  Mit den einfach einsetzbaren, applikationsspezifischen
Software-Applets (,,Apps”) wird automatisch eine
vordefinierte Methode geladen und Sie kénnen
sofort mit der Messung beginnen — ohne Justierung,



ohne Methodenentwicklung und mit nur minimalem
Anwendertraining

Plasmagasfluss, vertikale Plasmabeobachtungsposition,
Plasmaziindung, Hochfrequenzleistung,
Sicherheitsschaltungen sowie Gas- und
Wasserversorgung sind vollstiandig computergesteuert

Verschiedene Maglichkeiten zur Untergrundkorrektur:
herkémmliche Korrektur (links-rechts, nur links, nur
rechts) und der einzigartige Automatische Untergrund
(Fitted Background Correction, FBC)

Spektrenentfaltung FACT (Fast Automated Curve-fitting
Technique) zur Online-Interferenzkorrektur komplexer

Spektren. Auch die klassische Interelementkorrektur
(IEC) ist verfiigbar

Mit ., MultiCal” kann der lineare Arbeitsbereich erweitert
werden, gleichzeitig bietet die Verwendung mehrerer
Wellenlangen eine hohere Sicherheit beziiglich
Richtigkeit der Ergebnisse

Kalibrierung: externe Multi-Element-Kalibrierung und
Standardadditionsverfahren

Durch einen Reslope (Einpunkt-Nachkalibrierung) ist
vollstandige Neukalibrierung nicht erforderlich

Vom Anwender definierbare Tests zur Qualitatskontrolle
(QC-Tests, QCP) bieten Compliance zur US EPA und
anderen internationalen Regelwerken

Vollstandig editierbare Probenliste mit optionalen
Feldern fiir Zusatzinformationen (z. B. Kunden und
Chargen)

Korrekturfaktoren fiir Gewicht/Volumen/Verdiinnung
und vom Anwender definierbare Umrechnungsfaktoren
fiir Konzentrationseinheiten, sowohl fiir Proben als
auch Kalibrier-/QC-Lésungen

Editierbare Positionen fiir Rack und GefaR bieten
jederzeit eine echte Sofortmessung jeder beliebigen
Probe

Eine automatische Kalibrierung ist mit einer

vom Anwender definierbaren Rate mdglich. Die
Kalibrierldsungen kénnen innerhalb der Probensequenz
eingetragen und gemessen werden oder als separate
GefaRe, die dann mit der eingegebene Rate angesteuert
werden

Datenbearbeitung nach der Messung ist méglich

*  Verschiedene Maglichkeiten und Optionen fiir
Analysenreport und Datenexport (Einstellungen sind
vom Anwender definierbar)

+  Kompatibel mit Windows 7 (64-Bit-Version)

+ Die Softwareoberflache kann auf Englisch, Japanisch,
Chinesisch (Kurzzeichen), Franzosisch, Deutsch,
Italienisch, Spanisch, Portugiesisch und Russisch
eingestellt werden

»  Fiir die Compliance mit der US FDA 21 CFR Part 11
ist eine spezielle Softwareversion verfiigbar, die die
geforderten Audit Trails, elektronische Signaturen
sowie die Definition unterschiedlicher Anwenderrechte
beinhaltet

Optionale Pro-Software:

*  Unterstiitzt verschiedene automatische Probengeber
anderer Hersteller

*  Aufzeichnung des Zerstauber-Riickdrucks sowie der
Emissionsintensitét einer Argonlinie. Damit kann das
Probenzufiihrungssystem iiberwacht und mdagliche
Fehler erkannt werden

*  Messung von QC-Test in einer vom Anwender
definierbaren Rate

»  Live-Export der Daten in ein
Tabellenkalkulationsprogramm

+  Sauerstoffzugabe
Leistung

Aufwirmzeit

Aufwarmzeit aus dem Standby-Modus von weniger als
20 Minuten ab der Ziindung des Plasmas.

Streulicht

Streulicht wird durch Blenden und den Aufhau der Optik
minimiert. 10 000 ppm Ca heben den Untergrund bei der As
Wellenléange 188,980 nm um weniger als einer 2 ppm As
entsprechenden Intensitat an.

Signalstabilitat

Typischerweise Stabilitdt 1 % RSD (ber acht Stunden, ohne
internen Standard und ohne jede Driftkorrektur.



Typische Auflosung

Element Wellenldnge (nm)  Auflésung (pm)
As 188,980 <7

Mo 202,032 <7

Zn 213,857 <175

Pb 220,353 <8

Cr 267,716 <95

Cu 327,396 <13

Ba 614,172 <34

Zubehor und Peripheriegerate

Agilent bietet ein breites Angebot an konfigurierbarem
Zubehor und Peripheriegeraten fiir das 5100 ICP-0ES an:

Schaltventil SVS 2+

Spilt die Probenzufiihrung bis zum Schaltventil, wahrend
die nachste Probe in das System eingebracht wird. Durch
Verkiirzung der Probenvorspiil-, Stabilisierungs- und
Ausspiilzeiten werden die Kosten pro Analyse gesenkt
und der Probendurchsatz Ihres 5100 ICP-OES mehr als
verdoppelt.

Automatischer Probengeber SPS 3

Automatischer Probengeber fiir hohen Durchsatz, schnelle
Probennadel (X-Z-Theta-System). Kapazitét fiir bis zu

drei Racks plus zwei Racks fiir Standard. Automatisiert
und vereinfacht die Analyse und bietet erweiterte
Probenkapazitat durch Wechsel von Racks wahrend des
Laufs und diversen Racktypen unterschiedlicher Kapazitt.
Einfach Probengefale ins Rack, Racks auf den Sampler
stellen und messen.

Multimode Sample Introduction System (MSIS)

Ermaglicht die gleichzeitige Messung von hydridbildenden
und nicht-hydridbildenden Elementen einschlieBlich

As, Se und Hg im sub-ppb-Bereich. Ein Wechsel des
Probenzufiihrungssystems ist tberfliissig, denn mit
dieser Konfiguration lassen sich Routineelemente und
Hydridbildner gleichzeitig messen.

Applikationsspezifische Optionen fiir das
Probenzufiihrungssystem

Fackeln und Probenzufiihrungssysteme, die fiir bestimmte
Anwendungen optimiert wurden, sind verfiigbar:

+ wassrige Proben

* organische Losemittel

*  High-Salt/High-Matrix-Proben

*  Proben, die Flusssaure (HF) enthalten

Minimieren Sie Ihre Kosten mit zerlegbaren Fackeln, die fiir
einfache Wartung, schnellen Austausch und 6konomischen
Betrieb optimiert sind.

Installationsanforderungen
Systeminstallation
Weitere Einzelheiten zu den Installationsanforderungen

des ICP-OES finden Sie im Standortvorbereitungshandbuch
des Agilent 5100 ICP-OES.

Abmessungen
Breite Tiefe Hdhe Gewicht
800 mm 740 mm 940 mm 106 kg
Abzugssystem

Das 5100 ICP-OES ist aus korrosionsbesténdigen
Materialien gefertigt und ein integrierter Liifter hélt das
System immer unter leichtem Uberdruck - Sauredampfe
kénnen so nicht eindringen. Minimale Anforderungen an das
Abzugssystem: 2,5 m3/min. Vom Benutzer austauschbare
Staub-/Partikelfilter sind im Luftzufuhreinlass enthalten.

Optionen fiir Kiihlluftzufuhr:

*  Feinstaubfilter mit hoher Kapazitat und hoher Effizienz,
bietet zusatzlichen Schutz gegen das Eindringen von
Staub aus der Laborluft.

+  Externer Leitungsadapter fiir Kiihllufteinlass, zum
Anschluss von Leitungen an die Luftzufuhr des Gerites,
um dem Gerat saubere, staub- und sduredampffreie Luft
von aullerhalb des Labors zuzufiihren.



Zugang und Wartung der Versorgungsanschliisse

Alle Anschliisse fiir die Strom-, Gas- und Wasserversorgung
sowie fiir die Kommunikation befinden sich an der Seite

des Gerdts und nicht an der Riickseite. Die Selbstdiagnose-
Funktion aller elektronischen Bauteile {iberwacht permanent
den Geratestatus und erkennt sofort, wenn die Sollwerte
einer Komponente von der Norm abweichen sollten.

Stromversorgung

Nennleistung 2,9 kVA, einphasige Spannungsversorgung,
200-240 V Wechselstrom (50-60 Hz), maximale
Stromstarke 15 A.

Systemqualifizierungsservices

Systemqualifizierungsservices (10/0Q) gewahrleisten vor
der Betriebsaufnahme und in regelméaRigen Abstanden,
dass Ihr System den gesetzlichen Bestimmungen entspricht.

Systemkommunikation

Die Kommunikation mit dem System erfolgt iiber Ethernet
mit Hilfe eines Ethernet-LAN-Kabels IEEE 802.3.

Kundendienst-Richtlinien
Gewabhrleistung

Zwolf (12) Monate, kann je nach Land variieren.
Agilent Kundendienstleistung:

Sollte Ihr Agilent Gerat wahrend der Laufzeit einer Agilent
Servicevereinbarung einen Service bendtigen, garantieren
wir eine Reparatur oder die kostenfreie Bereitstellung eines
Ersatzgerats. Kein anderer Hersteller oder Dienstleister
bietet einen solch umfassenden Service, der zu einer
maximalen Laborproduktivitat beitragt.

Agilent Wertversprechen

Wir garantieren Ihnen fiir lhr Gerat mindestens zehn Jahre
Lebensdauer ab Kaufdatum. Andernfalls rechnen wir lhnen
den Restwert des Geréts auf ein vergleichbares Modell an.

Weitere Einzelheiten

Weitere Informationen erhalten Sie von Agilent, einem
autorisierten Vertriebspartner oder auf unserer Website
unter www.agilent.com

The Mealsure| of Confidence

www.agilent.com/chem

Agilent haftet weder fiir hierin enthaltene Fehler noch fiir Neben-
oder Folgeschaden in Zusammenhang mit der Bereitstellung,
Leistung oder Verwendung dieses Materials.
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